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１．概要（Summary） 

微細加工技術を細胞動態制御に応用する研究が注

目を集めている。我々は細胞接着を限定化するメッシュ

構造基板を足場とする培養法、つまり「メッシュ培養法」を

独自に開発している。本研究では、細胞接着を制御可能

にする微細メッシュ構造基板をフォトリソグラフィー法によ

り作製して用い、接着環境の調節が細胞分化に与える影

響を検討した[1]。  

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

両面マスクアライナー、レーザー直接描画装置、ウエハ

スピン洗浄装置、レジスト現像装置 

【実験方法】 

細胞 1 個の大きさよりも線幅が細く、開口部は大きいこ

とが特徴のメッシュ構造基板（Fig. 1(A))を京都大学ナノ

テクノロジーハブ拠点で作製し、細胞培養支持体として用

いた、具体的な作製手順として、まず、スピン洗浄装置を

用いて洗浄した Si ウエハー表面上に、犠牲層となるゼラ

チンとフォトレジストである SU-8 をスピンコートした。次に、

レーザー描画装置を用い、微細な格子構造を描画したガ

ラスマスクを用いて SU-8 を紫外線露光した。フォトリソグ

ラフィー工程の終了後、Si ウエハーを湯煎することでゼラ

チン層を溶解し、メッシュ構造を描画した SU-8 を剥離し

た。これをカプトンテープ等で補強し、メッシュ構造基板を

完成させた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1(B)に示すように、メッシュ基板を浮かせて設置

し、その上にマウスES細胞を播種すると、メッシュの線上

に付着した細胞がお互いに結合してメッシュ開口部を埋

める展開を示し、最終的にシート状の細胞組織を形成し

た。さらに培養を続けると、シート状の細胞組織の一部で

形状展開が生じ、袋状の3次元構造が出現した[1]。マイク

ロ解析や免疫顕微鏡法による発現解析の結果、マウスES

細胞の始原生殖細胞への分化が確認され、メッシュ基板

による細胞接着空間制御のみで細胞の分化方向性を制

御できることを見出した。今後、メッシュの形状やサイズの

異なる基板を作製して用い、分化制御の具体的なメカニ

ズムを明らかにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Self-organization of Mouse ES cells on a 
micromesh. 
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